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ダイヤモンドペレットによる固定砥粒研磨ダイヤモンドペレットによる固定砥粒研磨
加工特性とペレット配置の最適化に関す加工特性とペレット配置の最適化に関す
る研究る研究

ダイヤモンドペレットダイヤモンドペレットダイヤモンドペレットダイヤモンドペレット（（（（DP））））によるによるによるによる固定砥粒固定砥粒固定砥粒固定砥粒研磨加工研磨加工研磨加工研磨加工
はははは従来従来従来従来のののの加工法加工法加工法加工法とととと比較比較比較比較してしてしてして高能率高能率高能率高能率でありでありでありであり，，，，廃液処理廃液処理廃液処理廃液処理がががが
簡単簡単簡単簡単でありでありでありであり注目注目注目注目されているされているされているされている加工法加工法加工法加工法であるであるであるである．．．．このこのこのこの加工法加工法加工法加工法ではではではでは
ペレットペレットペレットペレット配置配置配置配置がががが研磨特性研磨特性研磨特性研磨特性にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響をををを与与与与えるためえるためえるためえるため，，，，これらこれらこれらこれら諸要因諸要因諸要因諸要因をををを明明明明らかにすることをらかにすることをらかにすることをらかにすることを目的目的目的目的にににに，，，，
実験実験実験実験によるによるによるによる研磨加工特性評価研磨加工特性評価研磨加工特性評価研磨加工特性評価ととととシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションによによによによるるるるDP最適配置評価最適配置評価最適配置評価最適配置評価をををを行行行行っているっているっているっている．．．．
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言及言及言及言及したしたしたした研究研究研究研究がががが少少少少ないないないない言及言及言及言及したしたしたした研究研究研究研究がががが少少少少ないないないない

DP最適配置とは，研摩距離及びDP
通過量の最大偏差を最小にすること
を目的にDPを配置すること

DPDP最適配置とは，研摩距離及び最適配置とは，研摩距離及びDPDP
通過量通過量のの最大最大偏差偏差をを最小最小にすることにすること
を目的にを目的にDPDPを配置することを配置すること

最適配置最適配置最適配置最適配置することによりすることによりすることによりすることにより工作物表面工作物表面工作物表面工作物表面のののの平坦度平坦度平坦度平坦度がががが向上向上向上向上最適配置最適配置最適配置最適配置することによりすることによりすることによりすることにより工作物表面工作物表面工作物表面工作物表面のののの平坦度平坦度平坦度平坦度がががが向上向上向上向上

DPDPDPDPをををを用用用用いたいたいたいた2Way2Way2Way2Way方式方式方式方式によるによるによるによる実験検討実験検討実験検討実験検討DPDPDPDPDPDPDPDPをををを用用用用いたいたいたいたをををを用用用用いたいたいたいた2Way2Way2Way2Way2Way2Way2Way2Way方式方式方式方式によるによるによるによる実験検討実験検討実験検討実験検討方式方式方式方式によるによるによるによる実験検討実験検討実験検討実験検討

2Way方式を用いた研磨
加工実験により最適化
を評価する

2Way2Way方式を用いた研磨方式を用いた研磨
加工実験により最適化加工実験により最適化
を評価するを評価する
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4way4way方式方式DPGDPGシミュレーションシミュレーション

研磨加工装置研磨加工装置研磨加工装置研磨加工装置

最適配置なし 最適配置あり

DP

DPDP配置配置

DPDP配置配置

遺伝的アルゴリズムに
よる最適DP配置のシンシンシンシン
ニングニングニングニング（間引き）

最適配置最適配置最適配置最適配置によによによによ
りりりり研摩距離及研摩距離及研摩距離及研摩距離及
びびびびDP通過量通過量通過量通過量

のののの最大偏差最大偏差最大偏差最大偏差最大偏差最大偏差最大偏差最大偏差
がががが減少減少減少減少がががが減少減少減少減少定盤

最適配置なし 最適配置あり

最適配置なし 最適配置あり
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実験結果実験結果 最大偏差が減少
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